
市販品φ200mmSiウエハ表面の金属汚染分析

ICP-MSを用いたSiウエハ表面の金属汚染分析の目的には、Siウエハ自体の汚染分析以外にも、半導
体装置内の汚染分析、Siウエハ暴露による作業環境場の分析などもあり、Siウエハ表面の分析は様々
な目的で行われます。 ICP-MS分析ではSiウエハ表面の金属汚染量を高感度に取得でき、さらに目的
に応じて分析領域を指定することも可能です。
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・ウエハサイズはφ100mmからφ300mmまで対応可能です。
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表1 ICP-MSによるSiウエハ表面の金属汚染定量結果 （単位:atoms/cm2）

元素 定量値 元素 定量値 元素 定量値 元素 定量値

Li ＜5.5E+09 K ＜9.8E+08 Fe ＜6.9E+08 Zr ＜4.2E+08

Na 2.3E+09 Ca 2.3E+10 Ni ＜6.5E+08 Mo ＜4.0E+08

Mg 1.6E+09 Ti ＜8.0E+08 Cu ＜6.0E+08 W ＜2.1E+08

Al 2.1E+10 Cr ＜7.4E+08 Zn 7.6E+09 Pb ＜1.9E+08

：分析領域

：分析領域

・ウエハサイズは1cm角からφ300mmまで形状問わず対応可能です。

Siウエハ鏡面側全面の自然酸化膜を溶解・回収して、ICP-MSにて金属元素量を測定しました。

金属膜・積層構造・パターニングがある場合は別途ご相談ください。

自然酸化膜を溶解・回収します。

自然酸化膜を溶解・回収します。

・上記以外の金属元素についても分析可能です。
・定性・半定量分析にて一度に多くの金属元素情報を取得することもできます。
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・全面でなく、分析する領域を指定することも可能です。

金属膜・積層構造・パターニングがある場合は別途ご相談ください。


